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摘 要

本文目的乃於應用殘留應力(Residual Stress)在微懸臂(Micro-cantilever Beam)上產生的翹曲之特性來製作微型結構的氣體流量

計。微型感測器除了較一般傳統感測器有更小的體積外，也因其尺寸的微型化而更易達到精密的量測與較佳的靈敏度。本

研究運用兩面皆沉積一層氮化矽(Si3N4)的矽晶圓，並選擇白金(Pt)作為感測電阻，對其進行體型微細加工(Bulk

Micromaching)以製作出具有壓阻結構之微懸臂，其中懸臂自晶圓蝕刻成形後，會因其殘留應力的釋放而使懸臂產生翹曲的

狀態。當氣體流過懸臂時對其所產生的形變，藉由量測懸臂上白金電阻值之變化後便可得知氣體的流速變化大小。本研究

之實驗結果顯示其偵測靈敏度最高可達0.0533 (Ω/ms-1)，而量測範圍最大可達44.47(ms-1)，亦擁有快速的反應時間與高穩

定度。
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